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本发明公开了一种陶瓷表面缺陷检测装置，

涉及陶瓷检测技术领域，该检测装置包括基板、

检测台和检测组件，所述基板上设置有下转动机

构和支架体，所述检测台包括置物盘和吸盘件，

所述置物盘设在下转动机构上且吸盘件转动设

在置物盘中心处，吸盘件下端延伸至下转动机构

内；所述检测组件包括导引架和检测部件，所述

导引架与动力组件相连且导引架上设置有导杆

件，检测部件设在导杆件端部，检测部件通过滚

动接触的方式与待检测陶瓷外壁接触，导杆件设

有顶压板且顶压板与导引架之间通过抵触弹簧

相连。本发明结构简单，检测精确且待检测陶瓷

能够根据检测部件移动位置自动旋转，从而连续

性检测待检测陶瓷的整个外表面，检测效率较

高。
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1.一种陶瓷表面缺陷检测装置，包括基板、检测台和检测组件，所述基板上设置有下转

动机构和支架体，其特征在于，所述检测台包括置物盘和吸盘件，所述置物盘设在下转动机

构上且吸盘件转动设在置物盘中心处；

吸盘件用于承托并固定待检测陶瓷的底部，吸盘件下端延伸至下转动机构内；

检测组件滑动设在支架体上且支架体上设置有驱使检测组件纵向往复移动的动力组

件；

所述检测组件包括导引架和检测部件，所述导引架与动力组件相连且导引架上设置有

一端向待检测陶瓷延伸的导杆件；

检测部件设在导杆件指向待检测陶瓷的端部，检测部件通过滚动接触的方式与待检测

陶瓷外壁接触；

导杆件在导引架上水平滑动且导杆件远离待检测陶瓷的端部设有顶压板，顶压板与导

引架之间通过抵触弹簧相连；

所述检测部件移动至待检测陶瓷的底部时，导引架下端部能够与下转动机构相连，向

下移动的导引架能够通过下转动机构驱使吸盘件旋转；所述检测部件包括抵触辊、检测摄

像头和检测架，所述检测架与导杆件的端部转动连接；抵触辊为两个且对称设在检测架的

两端部，所述检测摄像头设在检测架中部。

2.根据权利要求1所述的陶瓷表面缺陷检测装置，其特征在于，所述动力组件包括动力

丝杆件、伺服电机和螺旋块；

动力丝杆件两端转动设在支架体上，伺服电机设在支架体顶部且伺服电机输出端与动

力丝杆件端部相连；

螺旋块滑动设在支架体上且动力丝杆件螺旋贯穿螺旋块；导引架通过连接支臂与螺旋

块固定连接。

3.根据权利要求1所述的陶瓷表面缺陷检测装置，其特征在于，所述置物盘的边侧部设

置有避让缺口，所述避让缺口朝向置物盘中心的端部延伸至待检测陶瓷的底部；避让缺口

的宽度大于检测部件的宽度。

4.根据权利要求3所述的陶瓷表面缺陷检测装置，其特征在于，所述置物盘边缘部设置

有侧板且侧板上设置有多个周向分布的侧压件；

所述侧压件包括夹固压杆和夹固弹簧，夹固压杆一端与置物盘内壁铰接且夹固压杆中

部通过夹固弹簧与置物盘内壁相连，夹固压杆另一端设置有夹固滚轮。

5.根据权利要求1所述的陶瓷表面缺陷检测装置，其特征在于，所述下转动机构包括外

箱体、转轴件和活动侧板；

所述外箱体固定在基板上，转轴件顶端部与吸盘件下端面中心固定连接；

转轴件下端部延伸至外箱体内部且转轴件下端设置有上转动盘，上转动盘外边缘周向

设置有多个齿体部；

外箱体内壁上设置有导向滑槽，活动侧板滑动设在导向滑槽上且活动侧板相对上转动

盘的端面上设置有多个凹槽，每个凹槽上均设置有一端与凹槽端壁相连的第一楔块部；

活动侧板的一端设置有斜板件且斜板件侧部与外箱体内壁通过第一复位弹簧相连接，

所述导引架下端部设置有与斜板件相对应的下压辊；

第一楔块部与齿体部上均具有斜面和直面，在活动侧板朝向导向滑槽移动时，第一楔
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块部与齿体部直面接触；在活动侧板远离导向滑槽时，第一楔块部与齿体部斜面接触。

6.根据权利要求5所述的陶瓷表面缺陷检测装置，其特征在于，所述下转动机构还包括

固定柱和下限制盘；

所述固定柱固定在外箱体底壁上且固定柱与转轴件轴线重合，下限制盘和上转动盘相

对且两者相对面上均设置有一圈第二楔块部；

第二楔块部上具有直面和斜面，下限制盘与外箱体底壁之间通过第二复位弹簧相连

接；

当上转动盘在活动侧板的作用下转动时，上转动盘上的第二楔块部与下限制盘上的第

二楔块部处于斜面接触状态；当活动侧板回移时，上转动盘上的第二楔块部与下限制盘上

的第二楔块部处于直面接触状态。

7.根据权利要求1‑6任一项所述的陶瓷表面缺陷检测装置，其特征在于，所述支架体顶

部还设置有与检测台相对应的下压件；

所述下压件包括下压支架、下压气缸、压板和滚珠件；

所述下压气缸设在支架体上且下压支架设在下压气缸的伸缩端上，压板设在下压支架

远离下压气缸的端部，滚珠件设在压板与检测台相对的端面上，滚珠件在压板上能够自由

转动。

8.根据权利要求7所述的陶瓷表面缺陷检测装置，其特征在于，所述下压支架侧部还设

置有延伸至检测组件上侧的外延杆，外延杆和下转动机构内部设置有限位器，支架体侧部

设置有分别与动力组件及限位器电连接的控制面板。
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一种陶瓷表面缺陷检测装置

技术领域

[0001] 本发明涉及陶瓷检测技术领域，具体是一种陶瓷表面缺陷检测装置。

背景技术

[0002] 目前，陶瓷在我国的应用范围以及领域越发广泛，出现在各种生活用品以及工艺

品中，陶瓷本身的形状也拥有着很高的可塑性。陶瓷在生产过程中需要进行质量检测，其中

陶瓷表面是否存在缺陷是检测其质量的一个指标。

[0003] 陶瓷大多是旋转体结构，针对陶瓷表面检测的方式主要还是采用面阵相机拍摄的

方式形成检测图像或者手工检测配合肉眼观察；由于陶瓷处于旋转状态且陶瓷表面曲线不

规律，从而面阵相机与陶瓷表面各个检测区域的距离不一样，从而导致形成的检测图像出

现偏差；如果采用手工检测配合肉眼观察，效率较低。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种陶瓷表面缺陷检测装置，以解决背景技术中提出的问

题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种陶瓷表面缺陷检测装置，包括基板、检测台和检测组件，所述基板上设置有下

转动机构和支架体，所述检测台包括置物盘和吸盘件，所述置物盘设在下转动机构上且吸

盘件转动设在置物盘中心处，吸盘件用于承托并固定待检测陶瓷的底部，吸盘件下端延伸

至下转动机构内；检测组件滑动设在支架体上且支架体上设置有驱使检测组件纵向往复移

动的动力组件，所述检测组件包括导引架和检测部件，所述导引架与动力组件相连且导引

架上设置有一端向待检测陶瓷延伸的导杆件，检测部件设在导杆件指向待检测陶瓷的端

部，检测部件通过滚动接触的方式与待检测陶瓷外壁接触，导杆件在导引架上水平滑动且

导杆件远离待检测陶瓷的端部设有顶压板，顶压板与导引架之间通过抵触弹簧相连，所述

检测部件移动至待检测陶瓷的底部时，导引架下端部能够与下转动机构相连，向下移动的

导引架能够通过下转动机构驱使吸盘件旋转一定角度。

[0006] 在上述技术方案的基础上，本发明还提供以下可选技术方案：

在一种可选方案中：所述动力组件包括动力丝杆件、伺服电机和螺旋块，动力丝杆

件两端转动设在支架体上，伺服电机设在支架体顶部且伺服电机输出端与动力丝杆件端部

相连，螺旋块滑动设在支架体上且动力丝杆件螺旋贯穿螺旋块；导引架通过连接支臂与螺

旋块固定连接。

[0007] 在一种可选方案中：所述检测部件包括抵触辊、检测摄像头和检测架，所述检测架

与导杆件的端部转动连接；抵触辊为两个且对称设在检测架的两端部，所述检测摄像头设

在检测架中部。

[0008] 在一种可选方案中：所述置物盘的边侧部设置有避让缺口，所述避让缺口朝向置

物盘中心的端部延伸至待检测陶瓷的底部；避让缺口的宽度大于检测部件的宽度。
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[0009] 在一种可选方案中：所述置物盘边缘部设置有侧板且侧板上设置有多个周向分布

的侧压件，所述侧压件包括夹固压杆和夹固弹簧，夹固压杆一端与置物盘内壁铰接且夹固

压杆中部通过夹固弹簧与置物盘内壁相连，夹固压杆另一端设置有夹固滚轮。

[0010] 在一种可选方案中：所述下转动机构包括外箱体、转轴件和活动侧板，所述外箱体

固定在基板上，转轴件顶端部与吸盘件下端面中心固定连接，转轴件下端部延伸至外箱体

内部且转轴件下端设置有上转动盘，上转动盘外边缘周向设置有多个齿体部，外箱体内壁

上设置有导向滑槽，活动侧板滑动设在导向滑槽上且活动侧板相对上转动盘的端面上设置

有多个凹槽，每个凹槽上均设置有一端与凹槽端壁相连的第一楔块部；活动侧板的一端设

置有斜板件且斜板件侧部与外箱体内壁通过第一复位弹簧相连接，所述导引架下端部设置

有与斜板件相对应的下压辊；第一楔块部与齿体部上均具有斜面和直面，在活动侧板朝向

导向滑槽移动时，第一楔块部与齿体部直面接触；在活动侧板远离导向滑槽时，第一楔块部

与齿体部斜面接触。

[0011] 在一种可选方案中：所述下转动机构还包括固定柱和下限制盘，所述固定柱固定

在外箱体底壁上且固定柱与转轴件轴线重合，下限制盘和上转动盘相对且两者相对面上均

设置有一圈第二楔块部；第二楔块部上具有直面和斜面，下限制盘与外箱体底壁之间通过

第二复位弹簧相连接；当上转动盘在活动侧板的作用下转动时，上转动盘上的第二楔块部

与下限制盘上的第二楔块部处于斜面接触状态，转动的下限制盘能够推动下限制盘向下移

动并压缩第二复位弹簧；当活动侧板回移时，在第二复位弹簧的回弹力作用下，下限制盘上

移，并且上转动盘上的第二楔块部与下限制盘上的第二楔块部处于直面接触状态。

[0012] 在一种可选方案中：所述支架体顶部还设置有与检测台相对应的下压件，所述下

压件包括下压支架、下压气缸、压板和滚珠件，所述下压气缸设在支架体上且下压支架设在

下压气缸的伸缩端上，压板设在下压支架远离下压气缸的端部，滚珠件设在压板与检测台

相对的端面上，滚珠件在压板上能够自由转动。

[0013] 在一种可选方案中：所述下压支架侧部还设置有延伸至检测组件上侧的外延杆，

外延杆和下转动机构内部设置有限位器，支架体侧部设置有分别与动力组件及限位器电连

接的控制面板。

[0014] 相较于现有技术，本发明的有益效果如下：

1、本发明中检测部件在上下移动时始终与待检测陶瓷外表面滚动接触并检测待

检测陶瓷表面缺陷，检测部件能够沿着待检测陶瓷表面移动，从而使得对每个检测区域的

画面清晰度相同。

[0015] 2、本发明中检测部件沿着待检测陶瓷高度方向移动并进行检测，检测部件每走完

一个检测行程，能够驱使待检测陶瓷自动转动一定角度，从而检测部件对待检测陶瓷另一

区域进行检测，从而陶瓷表面可连续性进行缺陷检测，极大提高检测效率。

[0016] 3、本发明结构简单，检测精确且待检测陶瓷能够根据检测部件移动位置自动旋

转，从而连续性检测待检测陶瓷的整个外表面，检测效率较高。

附图说明

[0017] 图1为本发明的一个实施例中的该检测装置整体结构示意图。

[0018] 图2为本发明的一个实施例中的检测组件结构示意图。
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[0019] 图3为本发明的一个实施例中的检测台结构示意图。

[0020] 图4为本发明的一个实施例中的下转动机构结构示意图。

[0021] 附图标记注释：基板100、支架体110、待检测陶瓷200、检测台300、置物盘310、吸盘

件320、夹固压杆330、夹固弹簧340、夹固滚轮350、避让缺口360、下转动机构400、外箱体

410、转轴件420、固定柱430、第二复位弹簧431、上转动盘440、齿体部441、下限制盘450、第

二楔块部451、活动侧板460、凹槽470、第一楔块部471、导向滑槽480、斜板件490、第一复位

弹簧491、检测组件500、导引架510、检测部件520、抵触辊521、检测摄像头522、检测架523、

导杆件530、顶压板540、抵触弹簧550、下压辊560、连接支臂570、动力丝杆件600、伺服电机

610、螺旋块620、下压件700、下压支架710、下压气缸720、压板730、滚珠件740、外延杆750、

限位器760、控制面板800。

具体实施方式

[0022] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对

本发明进行进一步详细说明；在附图或说明中，相似或相同的部分使用相同的标号，并且在

实际应用中，各部件的形状、厚度或高度可扩大或缩小。本发明所列举的各实施例仅用以说

明本发明，并非用以限制本发明的范围。对本发明所作的任何显而易知的修饰或变更都不

脱离本发明的精神与范围。

[0023] 在一个实施例中，如图1‑图3所示，一种陶瓷表面缺陷检测装置，包括基板100、检

测台300和检测组件500，所述基板100上设置有下转动机构400和支架体110，所述检测台

300包括置物盘310和吸盘件320，所述置物盘310设在下转动机构400上且吸盘件320转动设

在置物盘310中心处，吸盘件320用于承托并固定待检测陶瓷200的底部，吸盘件320下端延

伸至下转动机构400内；检测组件500滑动设在支架体110上且支架体110上设置有驱使检测

组件500纵向往复移动的动力组件，所述检测组件500包括导引架510和检测部件520，所述

导引架510与动力组件相连且导引架510上设置有一端向待检测陶瓷200延伸的导杆件530，

检测部件520设在导杆件530指向待检测陶瓷200的端部，检测部件520通过滚动接触的方式

与待检测陶瓷200外壁接触，导杆件530在导引架510上水平滑动且导杆件530远离待检测陶

瓷200的端部设有顶压板540，顶压板540与导引架510之间通过抵触弹簧550相连，所述检测

部件520移动至待检测陶瓷200的底部时，导引架510下端部能够与下转动机构400相连，向

下移动的导引架510能够通过下转动机构400驱使吸盘件320旋转一定角度；

在本发明实施例中，将待检测陶瓷200安装在检测台300上，因为抵触弹簧550的弹

性作用，导杆件530具有朝向待检测陶瓷200移动的趋势，从而检测部件520在上下移动时始

终与待检测陶瓷200外表面滚动接触并检测待检测陶瓷200表面缺陷；动力组件驱使检测组

件500纵向往复移动，从而检测部件520沿着待检测陶瓷200轴线方向往复移动，检测部件

520每次移动至待检测陶瓷200的底部时，导引架510能够与下转动机构400相连接，继续向

下移动的导引架510能够通过下转动机构400驱使吸盘件320旋转合适的角度，从而待检测

陶瓷200能够自动旋转一定角度，待检测陶瓷200表面的另一区域与检测部件520相对应，进

而纵向往复移动的检测部件520能够对待检测陶瓷200整个外表面进行缺陷检测；从而陶瓷

表面可连续性进行缺陷检测，极大提高检测效率。

[0024] 在一个实施例中，如图1和图2所示，所述动力组件包括动力丝杆件600、伺服电机
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610和螺旋块620，动力丝杆件600两端转动设在支架体110上，伺服电机610设在支架体110

顶部且伺服电机610输出端与动力丝杆件600端部相连，螺旋块620滑动设在支架体110上且

动力丝杆件600螺旋贯穿螺旋块620；导引架510通过连接支臂570与螺旋块620固定连接；在

本发明实施例中，伺服电机610通过脉冲信号能够驱使动力丝杆件600正反交替转动，转动

的动力丝杆件600驱使螺旋块620上下移动，螺旋块620带动检测组件500纵向往复性移动。

[0025] 在一个实施例中，如图1和图2所示，所述检测部件520包括抵触辊521、检测摄像头

522和检测架523，所述检测架523与导杆件530的端部转动连接；抵触辊521为两个且对称设

在检测架523的两端部，所述检测摄像头522设在检测架523中部；在检测部件520靠近待检

测陶瓷200时，在抵触弹簧550始终保持对导杆件530的推动，抵触辊521滚动抵触待检测陶

瓷200的外表面，由于检测架523与导杆件530的转动配合，在检测部件520沿着待检测陶瓷

200外表面上下移动时，两个抵触辊521始终与待检测陶瓷200外表面接触，从而检测摄像头

522能够始终正对待检测陶瓷200的表面的弧形区域；从而可提高缺陷检测的精确性；其中，

检测摄像头522可以为检测摄像头或其他检测仪器。

[0026] 在一个实施例中，如图1和图3所示，所述置物盘310的边侧部设置有避让缺口360，

所述避让缺口360朝向置物盘310中心的端部延伸至待检测陶瓷200的底部；避让缺口360的

宽度大于检测部件520的宽度；在本发明实施例中，检测部件520能够穿过避让缺口360，从

而检测部件520能够检测到待检测陶瓷200的底部边缘。

[0027] 在一个实施例中，如图1和图3所示，所述置物盘310边缘部设置有侧板且侧板上设

置有多个周向分布的侧压件，所述侧压件包括夹固压杆330和夹固弹簧340，夹固压杆330一

端与置物盘310内壁铰接且夹固压杆330中部通过夹固弹簧340与置物盘310内壁相连，夹固

压杆330另一端设置有夹固滚轮350；在本发明实施例中，待检测陶瓷200安放在置物盘310

上，在夹固弹簧340的弹力作用下，夹固滚轮350能够侧压待检测陶瓷200底部，能够增加待

检测陶瓷200安放的稳定性。

[0028] 在一个实施例中，如图1、图2和图4所示，所述下转动机构400包括外箱体410、转轴

件420和活动侧板460，所述外箱体410固定在基板100上，转轴件420顶端部与吸盘件320下

端面中心固定连接，转轴件420下端部延伸至外箱体410内部且转轴件420下端设置有上转

动盘440，上转动盘440外边缘周向设置有多个齿体部441，外箱体410内壁上设置有导向滑

槽480，活动侧板460滑动设在导向滑槽480上且活动侧板460相对上转动盘440的端面上设

置有多个凹槽470，每个凹槽470上均设置有一端与凹槽470端壁相连的第一楔块部471；活

动侧板460的一端设置有斜板件490且斜板件490侧部与外箱体410内壁通过第一复位弹簧

491相连接，所述导引架510下端部设置有与斜板件490相对应的下压辊560；第一楔块部471

与齿体部441上均具有斜面和直面，在活动侧板460朝向导向滑槽480移动时，第一楔块部

471与齿体部441直面接触；在活动侧板460远离导向滑槽480时，第一楔块部471与齿体部

441斜面接触；在本发明实施例中，下压辊560随着检测组件500向下移动，并且当检测部件

520与待检测陶瓷200的底部边缘接触时，下压辊560弧底与斜板件490上斜面接触，继续下

移的下压辊560能够推动斜板件490以及活动侧板460朝向导向滑槽480移动，并压缩导向滑

槽480，此时，由于第一楔块部471与齿体部441处于直面接触状态，从而活动侧板460通过第

一楔块部471及齿体部441带动上转动盘440转动，进而转轴件420转动并使得吸盘件320及

待检测陶瓷200转动一定的角度；当下压辊560随着导引架510上移时，在第一复位弹簧491
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弹力作用下，活动侧板460回移，此时，第一楔块部471与齿体部441处于斜面接触状态，由于

第一楔块部471具有一定的弹性，从而可收缩至凹槽470内部，故而活动侧板460回移时，上

转动盘440保持稳定状态，从而待检测陶瓷200处于稳定状态，而便于检测部件520对待检测

陶瓷200表面进行缺陷检测。

[0029] 在一个实施例中，如图4所示，所述下转动机构400还包括固定柱430和下限制盘

450，所述固定柱430固定在外箱体410底壁上且固定柱430与转轴件420轴线重合，下限制盘

450和上转动盘440相对且两者相对面上均设置有一圈第二楔块部451；第二楔块部451上具

有直面和斜面，下限制盘450与外箱体410底壁之间通过第二复位弹簧431相连接；当上转动

盘440在活动侧板460的作用下转动时，上转动盘440上的第二楔块部451与下限制盘450上

的第二楔块部451处于斜面接触状态，转动的上转动盘440能够推动下限制盘450向下移动

并压缩第二复位弹簧431；当活动侧板460回移时，在第二复位弹簧431的回弹力作用下，下

限制盘450上移，并且上转动盘440上的第二楔块部451与下限制盘450上的第二楔块部451

处于直面接触状态，从而下限制盘450能够阻止上转动盘440回转，保证待检测陶瓷200在检

测部件520缺陷检测时的稳定性。

[0030] 在一个实施例中，如图1所示，所述支架体110顶部还设置有与检测台300相对应的

下压件700，所述下压件700包括下压支架710、下压气缸720、压板730和滚珠件740，所述下

压气缸720设在支架体110上且下压支架710设在下压气缸720的伸缩端上，压板730设在下

压支架710远离下压气缸720的端部，滚珠件740设在压板730与检测台300相对的端面上，滚

珠件740在压板730上能够自由转动；在本发明实施例中，在待检测陶瓷200安放在检测台

300上后，下压气缸720能够驱使下压支架710及压板730向下移动，压板730带动滚珠件740

向下移动，滚珠件740能够置于待检测陶瓷200的顶端口处，从而进一步夹固待检测陶瓷

200，以限制待检测陶瓷200上下移动的自由度，并且滚珠件740在压板730上自由转动，进而

下压件700不会阻碍待检测陶瓷200的转动。

[0031] 在一个实施例中，如图1、图2和图4所示，所述下压支架710侧部还设置有延伸至检

测组件500上侧的外延杆750，外延杆750和下转动机构400内部设置有限位器760，支架体

110侧部设置有分别与动力组件及限位器760电连接的控制面板800；在本发明实施例中，当

检测组件500向上移动并与外延杆750上的限位器760接触时，限位器760产生感应信号并将

信号传递至控制面板800，控制面板800控制伺服电机610反向转动，驱使检测组件500向下

移动；当检测组件500向下移动并且导引架510底部与下转动机构400内的限位器760接触

时，限位器760产生感应信号并将信号传递至控制面板800，控制面板800控制伺服电机610

再次反向转动，驱使检测组件500向上移动；并且由于外延杆750安装在下压支架710上，而

下压气缸720能够根据待检测陶瓷200的高度调节下压支架710的高度位置，进而检测组件

500向上移动的高度能够依据待检测陶瓷200的高度调节。

[0032] 上述实施例提供了一种陶瓷表面缺陷检测装置，其中，将待检测陶瓷200安装在检

测台300上，因为抵触弹簧550的弹性作用，导杆件530具有朝向待检测陶瓷200移动的趋势，

从而检测部件520在上下移动时始终与待检测陶瓷200外表面滚动接触并检测待检测陶瓷

200表面缺陷；动力组件驱使检测组件500纵向往复移动，从而检测部件520沿着待检测陶瓷

200轴线方向往复移动，检测部件520每次移动至待检测陶瓷200的底部时，导引架510能够

与下转动机构400相连接，继续向下移动的导引架510能够通过下转动机构400驱使吸盘件
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320旋转合适的角度，从而待检测陶瓷200能够自动旋转一定角度，待检测陶瓷200表面的另

一区域与检测部件520相对应，进而纵向往复移动的检测部件520能够对待检测陶瓷200整

个外表面进行缺陷检测；从而陶瓷表面可连续性进行缺陷检测，极大提高检测效率。

[0033] 以上所述，仅为本公开的具体实施方式，但本公开的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本公开的保护范围之内。因此，本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
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图 1

图 2
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图 3

图 4
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